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Description 

[0001] La presente invention concerne un proc6d§ 
d'obtention de preforme de fibre optique employant la 
recharge plasma. Elle recouvre egalement la preforme 
issue de ce procede et la fibre optique tir6e de cette pre- 
forme. 

[0002] La fabrication de fibres optiques k partir de pr6- 
formes est classique. L'obtention d'une preforme par la 
technique de la recharge plasma est connue; elle est 
decrite, par exemple, dans le document de brevet EP- 
A1 -450 465. 

[0003] Les caracteristiques optog6om6triques d'une 
fibre determinent des caracteristiques de transmission. 
Elles incluent la g§om6trie de la fibre, notamment les 
surfaces des differentes parties concentriques de la fi- 
bre, en coupe transversale, et les caracteristiques opti- 
ques de ces differentes parties. Ces caracteristiques 
optogeometriques sont issues de celles de la preforme 
dont est tiree la fibre, en tenant compte.de Teffet du fi- 
brage. 

[0004] La fibre ideate aurait des caracteristiques op- 
togeometriques nominates et constantes sur toute sa 
longueur. Elle serait issue d'une preforme parfaitement 
cylindrique et de caracteristiques optogeometriques 
constantes sur toute sa longueur utile. 
[0005] Toutefois dans la pratique, differents effets dif- 
ficiles k corriger complement, emp§che d'atteindrecet 
ideal. C'est ainsi que le document de brevet EP-A1 -440 
130 mentionne, k cdte du d6faut de concentricite, dont 
il ne sera pas davantage question ici, des irr6gularites 
de diametre. Celtes-ci sont corrig6es par un usinage de 
la preforme termin6e, qui demande une ou plusieurs 
phases de correction, ce qui se traduit par un surcout et 
une perte de rendement de production. De plus, le pro- 
cede de correction dont il est question vise des pr6for- 
mes obtenues directement par le procede connu sous 
le nom de MCVD (Modified Chemical Vapor Deposition), 
et non pas les preformes obtenues par recharge plas- 
ma. 

[0006] La presente invention a done pour objetun pro- 
cede- d'obtention de preforme de fibre optique em- 
ployant la recharge plasma foumissant une preforme 
aux proprietes optogeometriques ameiiorees. 
[0007] Selon Tinvention, cet objetest atteint en ce que 
I'une au moins des passes de recharge plasma est mo- 
dule en vue d'ameiiorer les proprietes optog6om6tri- 
ques de la preforme. .. 

[0008] L'invention est done bas6e sur le principe con- 
sistant k modifier les proprietes optogeometriques de la 
preforme par action surle processus de recharge plas- 
ma, ce qui ne demande aucune etape ou phase addi- 
tionnelle de correction. 

[0009] Ladite passe de recharge moduiee est de pre- 
ference I'une des-derni&res phases de recharge pour 
lesquelles, le processus de recharge etant non module, 
repaisseur de la couche de recharge deposee serait 
sensiblement constante le long de la partie utile de la 



preforme. 

[0010] En effet, on a constate que I'une des causes 
de variation axiale des proprietes optogeometriques 
des preformes obtenues selon les proc6d6s de rechar- 

5 ge plasma connus residait non seulement dans la pre- 
forme primaire k recharger, r6alis6e par tout procede 
connu (MCVD, VAD, OVPD...), mais aussi dans le pro- 
cede de recharge plasma lui-m§me et specialement 
dans les premieres passes de recharge plasma. Ensui- 

w te, toujours dans le procede connu, repaisseur des cou- 
ches de recharge plasma devient finalement constante. 
L'invention prevoit done d'agir k ce moment sur le pro- 
cessus de recharge plasma de facon k corriger toutes 
les deviations des proprietes optogeometriques de la 

'5 preforme. 

[0011] Plus particulierement, le processus de rechar- 
ge peut etre module k partir d'un diametre predetermine 
de la preforme. 

[0012] De preference, le processus de recharge mo- 
dule consiste en une modification axiale contr6l6e de 
I'un au moins des parametres de la recharge plasma, 
dont notamment le debit de grains de recharge, la tem- 
perature du plasma ou la vitesse de translation axiale 
du plasma le long de la preforme. De preference, il s'agit 
du debit de grains de recharge. 
[0013] Par ailleurs, ladite modification axiale contrO- 
iee peutcomprendre une evaluation d'ecarts axiaux de 
diametre de la preforme et une modification axiale dudit 
paramfetre dans un sens tel que ladite passe de rechar- 
ge moduiee reduise lesdits ecarts axiaux de diametre. 
En d'autres termes, en fonction d'ecarts axiaux de dia- 
metre prealablement determines, la passe de recharge 
est moduiee et ajoute - ou retranche - au diametre de 
la preforme de fagon k ce que lesdits ecarts soient plus 
faibles - voire annuies - apres la passe de recharge. 
[0014] Plus pr6cisement, on peut par exemple operer 
soit:, 

une reduction du debit de grains proportionnelle 
audit ecart, pour deposer une couche d'autant plus 
, mince que le diametre est excessif, 
une reduction determinee du debit de grains pour 
deposer une couche d'epaisseur reduite \k ou le 
diametre est trop eieve et le r6duire d'une valeur 
determine^ 

- . ou arrfiter compietement le debit de grains, ce qui 
entraine une ablation localisee de la preforme par 
evaporation sous I'effet du plasma. 

[0015] De preference, ladite evaluation d'ecarts 
axiaux s'effectue par mesure axiale de diametre au 
cours d'une passe de mesure, laquelle peut avantageu- 
sement coTncider avec une passe de recharge, lesdits 
ecarts axiaux etant determines par comparison entre 
les resultats de ladite mesure et un profil de reference. 
[001 6] Dans un premier mode de mise en oeuvre ledit 
profil de reference comprend le diametre axial minimal 
observe au cours de ladite passe de mesure. Cela cor- 
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respond aux ecarts par rapport k une forme cylindrique. 
Mais, dans une deuxteme forme de mise en oeuvre, ledit 
profil de reference comprend aussi un terme de correc- 
tion axiale du diam&tre derive de mesures effectu6es 
sur fa preforme antgrieurement k la recharge plasma. 
Cela permet de prendre en compte et de corriger des 
anomalies descaracteristiques optog6om6triques de la 
preforme ayant leurorigine dans les phases antgrieures 
k la recharge plasma, telles qu'une conicite ou un amin- 
cissement central du coeur de la preforme par rapport 
k son diamgtre extgrieur. 

[0017] La pr§sente invention sera mieux comprise 
grfice k !a description donn6e ci-aprgs, &titre d'exemple 
nbn limitatif, d'un mode de mise en oeuvre, en se r6fe- 
rant aux figures annex6es qui representent : 

la figure 1 , le plan general d'un equipement de re- 
charge plasma dans lequel peut etre mise en 
oeuvre ('invention, 
- Ja figure 2, un organigram me dgcrivant un proces- 
sus de recharge plasma dans lequel on trouve un 
exemple de mise en oeuvre de I'invention. 
" - la figure 3, une succession de courbes de diamgtre 
le long de la prgforme illustrarit I'effet de I'invention. 
la figure 4, une courbe illustrant I'application de I'or- 
ganigramme de ia figure 2. 

'[0018] Le plan de la figure 1 reprgsente de ra$on trgs 
ggrigrale, un gquipement de recharge plasma dans le- 
quel peut §tre mise en oeuvre ('invention. ' 
[0019] Cet gquipement comprend,' dans line enceinte 

'1 ; pourvue d'une fenStre transparente 2, une prgforme 
3, vue de bout, vers laquelle sont dirigges une torche k 
plasma 4 et une buse d'alimentation en grains de re- 
charge 5. A I'extgrieur de I'enceinte, une camgra CCD 

1 6, disposge derrigre la fengtre 2, est pointge sur la prg- 
forme 3. Elle foumit une rnesure du diamgtre de la prg- 
forme, k I'endroit ou elle est pointee, sous la forme d'une 
vaieur transmise par une liaison 7 k un dispositif de com- 
mande de processus de recharge 8. Ce demierregoit, 
par une liaison multiple 9, d'autres indications sur des 
conditions d'exgcution du processus de recharge. Sous 
I'effet d'un programme interne de conduite de processus 
de recharge, le dispositif 8 foumit, sur une liaison de 
sortie 10, une vaieur de commande de debit de grains 
& un doseur de d6bit de grains 11 qui alimente en con- 
sequence la buse 5. Le dispositif 8 fournit aussi, sur une 
liaison multiple de sortie 12, d'autres valeurs de com- 
mande determinant d'autres aspects de ('execution du 
processus de commande. 

[0020] Tous les elements de requipement illustre par 
la figure 1 sont bien connus dans la technique. D'autres, 
qui ne sont pas figures, sont egalement bien connus. 
C'est ainsi que les moyens de support de la pr6forme 
3, avec entraTnement en rotation et en translation, un 
chariot de support de la torche k plasma 4 et de la buse 
5, avec entraTnement en translation paralieiement k 
I'axe longitudinal de la preforme 3, des moyens deva- 



luation de la position angulaire de la preforme et de la 
position longitudinale du chariot sont decrits dans le do- 
cument EP-A1-440 130 dej& mentionne. Des moyens 
permettant de pointer la camera 6 en des endroits suc- 

5 cessifs de la preforme 3 dans unepasse de rnesure qui 
pourraient prendre la forme, d'un second chariot au d6- 
piacement couple avec celui du premier chariot men- 
tionne, appartiennent egalement k la technique connus. 
Le doseur de debit de grains sera par exemple un do- 

10 seur ponderal k jauge de contrainte avec vis sans fin, 
ou auge vibrante. 

[0021] La recharge plasma s'opere par passes, de 
droite k gauche, puis de gauche k droite, au cours des- 
quelles la torche k plasma 4 et la buse 5 balaient la lon- 

15 gueur de la preforme. 

[0022] Simuitanement, la camera' 6 accomplit une 
passe de rnesure, foumissant des valeurs successives 
du diametre de la preforme 3 sur toute sa longueur. De 
preference, poursimplifier, ia camera n'effectue la me- 

20 sure qu'une passe sur deux, par exemple de droite k 
gauche, tandis que durant la passe suivante, ia sortie 
de la camera n'est pas validee. Les valeurs de rnesure 
necessaires sont alors obtenues par extrapolation, 
■ comme on le verra par la suite. 

25 • [0023] On se reportera maintenant k la figure 2 pour 
d6crire un mode de mise en oeuvre du procede d'ob- 
tention de preforme de I'invention. Cet organigramme 
represente les etapes essentielles du processus de re- 
charge. 

30 [0024] Ce processus de recharge debute par une gta- 
pe d'initialisation, notee IN IT, dans laquelle sont fixes 
les differents paramgtres de la recharge et dans laquelle 
le dispositif de commande de processus attend que 
soient atteintes certaines conditions d'execution du pro- 

35 cessus, une temperature definie de I'enceinte 1 ou de 
la preforme 3, par exemple/ 

[0025] Lorsque les conditions sont rgunies, le proces- 
sus de recharge commence par une premiere passe, 
alors que N = 0, soit une passe P v 

40 [0026] Le num6ro de passe est ensuite examine dans 
une etape not6e PASS, il s'agit alternativement soit 
d'une passe de droite k gauche, notee G, soit d'une pas- 
se de gauche k droite, notee D. 
[0027] Dans le cas d'une passe G, la passe de rechar- 

45 ge est accompagn6e d'une passe de rnesure, notee 
MES.0 N+1 , qui foumit une succession de valeurs iricrg- 
mentales du diametre de la preforme d'une extremite k 
I'autre. De ces valeurs est derivee une vaieur de diame- 
tre moyen 0n +1 , qui peut §tre la moyenne arithmetique 

so des valeurs mesurees au long de ia longueur utile de la 
preforme. 

[0028] La longueur utile est cede qui, entre deux par- 
ties d'extrgmitgs d'une dizaine de centimetres chacune, 
a des caracteristiques optogeometriques suffisamment 
55 * homogenes pour foumir une fibre de la qualite desir6e. 
[0029] Dans le cas d'une passe D, il n'y a pas de pas- 
se de rnesure. Les valeurs de diametres de la preforme, 
neanmoins necessaires, sont obtenues par extrapola- 
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tion, k partir des valeurs de mesure collectees lors des 
passes G antgrieures. Initialement, ces valeurs ante- 
rieures font d6faut, mais c'est sans consequence, com- 
me on va te voir. 

[0030] Apr&s deux passes G, la passe D suivante 
donne lieu k une etape de calcul fournissant EP = 
0 n_ 0 n -? . La valeur 0 N est celle du diametre moyen 
enregistree lors de la passe pr6c6dente, qui etait une 
passe G. La valeur 0 N . 2 est ceile de la passe G pr6c6- 
dant cette derniere. La difference 0 N -0 N _ 2 est i'epais- 
seur moyenne d6pos6e en deux passes. EP est done 
repaisseur moyenne d'une passe durant les deux pas- 
ses prec6dentes. Additionn6e k 0 N , eile fournit une ex- 
trapolation lineaire de ce que devrait etre le diametre le 
long de la preforme si Ton en faisait la mesure durant 
une passe D. 

[0031 ] A retape suivante, une valeur A0 = 0 V - 0 N+1 
est calcuiee. 0y est le diametre vise que doit nomina- 
lement avoir la preforme termin6e. La difference A0 est 
repaisseur qui reste k d6poser. Elle-est 6valu6e. Si A0 
< 0,2 mm, le diametre de la preforme est suffisamment 
proche du diametre vise pour que le processus de re- 
charge soit interrompu, ce qui est indique par I'etape d6- 
nornmee GLA. Si 0,2 mm < A0 < EP, il manque moins 
que repaisseur moyenne d'une passe. uetape AJUST 
sert alors k r6gler le debit du doseur de debit de grains 
k une valeur reduite telle qu'en une passe ou deux, k 
debit constant, Ton parvienne k A0 < 0,2 mm et k la fin 
du processus de recharge. 

[0032] Si A0 > EP, le processus de recharge peut se 
poursuivre par au moins une passe complete. 
[0033] revaluation du diametre de la preforme est 
alors effectu6e. ■ ' • * 
[0034] Si A0 - 8 mm > 0, le processus de" recharge 
n'a pas encore atteint le stade ou il devient utile d'entre- 
prendre la correction des defauts optogeometriques de 
la preforme. Le debit de grains KG est alors r6gl6& sa 
valeur nominale, KG = 1 . La passe P^ s'accomplit 
avec un debit constant egal k cette valeur nominale. II 
en va ainsi depuis le d6but du processus de recharge 
et jusqu'fc ce que A0 - 8 mm = 0. On voit done qu'au 
debut du processus, alors que ce stade n'estpas atteint, 
il n'importe pas que Ton ne puisse etablir une valeur ap- 
proximativement exacte du diametre moyen de la pre- 
forme dans une passe D. 

[0035] Lorsque A0 - 8 mm < 0, > le processus de re- 
charge va §tre axialement module* dans une passe de 
recharge au moins, mais le plus souvent plusieurs, en 
vue d'ameiiorer les proprietes optogeometriques de la 
preforme. 

[0036] Dans I'exemple de la figure 2, cela est obtenu 
en ce que Ton applique d'abord une etape de calcul de 
recart de diametred0 x k corriger, notee CALC d0 x . 
[0037] Cette etape de calcul, accomplie dans le dis- 
positif de commande 8 de la figure 1 , consiste, dans un 
premier exemple, en une evaluation du diametre le long 
de preforme, une determination du diametre minimal et 
un calcul, en chaque point le long de la preforme, de 



6 

recart, e'est-fc-dire de i'exces, du diametre en ce point 
par rapport k ce diametre minimal. L'ensemble de va- 
leurs ainsi obtenues, appeiees d0 x , x correspondant k 
une dimension axiale le long de la preforme, est utilise 

5 pour moduler axialement Tun au moins des parametres 
de la recharge plasma. Dans ce mode de realisation, ce 
parametre est le debit de grains KG, mais il est ciair que 
Ton pourrait tout aussi bien jouer sur la Vitesse de trans- 
lation du chariot de support ou encore sur le debit des 

io fluides de la torche k plasma ou d'autres parametres 
encore. 

[0038] Parailleurs, dans un deuxieme exemple de mi- 
se en oeuvre de I'invention, le mode de calcul de recart 
peut prendre la forme plus generate d'une evaluation 
is d'6carts axiaux de diametre effectue k partir d'un re!ev6 
des proprietes optogeometriques de la preforme obtenu 
en un stade quelconque du processus de recharge, par 
exemple avant le debut de ce processus, et qui definit 
un profil de reference, la succession des diametres que 
doit atteindre la preforme sur sa longueur utile, pour 
posseder des proprietes optogeometriques telles 
qu'apres fibrage, la fibre optique obtenue ait les carac- 
teristiques optogeometriques constantes desirees. Ces 
ecarts seront utilises pour moduler la recharge plasma 
cornme dans I'exemple precedent. 
[0039] Dans le mode de mise en oeuvre de la figure 
2; la modulation de la recharge plasma depend de ta 
valeur de recart : 

si d0x k 0,7 mm, le debit de grains est r6duit k KFx 
= 1 - 0,7 d0x; fa correction peut avoir lieu en une 
seule passe; 

si d0x est compris entre 0,7 et 2 mm, la correction 
devra avoir lieu en plusieurs passes; pour ne pas 
introduire d'inhomogeneites trop marquees dans le 
processus de recharge, le debit de grains est regie 
k 0,5 fois le debit nominal; 
si d0x est sup6rieur k 2 mm, il s'agit d'une des par- 
ties extremes de la preforme ou repaisseur est ini- 
tialement sensiblement plus eievee que le long de 
la partie utile de la preforme, et le debit de grain est 
interrompu; dans ces conditions, le plasma va 6va- 
porer k chaque passe une partie de la surepaisseur. 

45 [0040] L'effet du precede d'obtention de preforme de 
fibre optique que I'on vient d'exposer est illustre par les 
courbes de la figure 3 qui representent chacune le dia- 
metre (D) de la preforme sur sa longueur (L) utile, de 
140 mm de I'origine k 840 mm. ■ 

so [0041] La courbe du bas fait apparaTtre, alors que le 
diametre mesure a atteint 33-35 mm des irr6gularites 
marquees, notamment k 200 mm et 740 mm environ. 
Le processus de correction des ecarts est mis en 
oeuvre. Ensuite, l'effet de la modulation de la recharge 

55 reduit les inegalites de diametres, durant les passes k 
38, 40, 42 et 44 mm de diametre environ, jusqu'Si ce 
que, -avant la derniere passe le diametre soit devenu 
sensiblement constant tout au long de la partie utile de 
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la preforme. 

[0042] A titre illustratif, la figure 4 represente la con- 
» signe de debit de grains KG au cours de la passe k 36 
mm environ de la figure 3. On y voit que le debit, qui 
atteint par moment 1, pour les rares points axiaux 
d'ecart nul, est moduli proportionnellement k recart sur 
une grande partie de la longueur et tombe k 0,5 lorsque 
recart est trop grand. 

[0043] I! est bien Evident que les descriptions qui pre- 
cedent n'ont ete fournies qu'& titre d'exemple non limi- 
tatif et que les valeurs numeriques, notamment, peuvent 
varier selon la mise en oeuvre consid6r6e. 



Revendications . 

1.. Procede d'obtention de preforme de fibre optique 
employant la recharge plasma caracterise en ce 
. qu'il comprend une passe de.recharge moduiee au 
moins au cours de laquelle le processus de rechar- 

' ge est axialement moduli en vue d'ameiiorer les 
proprietes optog6om6triques de la preforme. , 

2. Proc6d6 d'obtention de preforme pour fibre optique 
conforme k la revendication 1 , caracterise en ce 
que ladite passe de recharge module est Tune des 
derniferes passes de recharge pour lesquelles le 
processus de recharge etant non module, repais- 
seur de la couche de recharge d6pos6e serait sen- 
siblement constante le long de la partie utile de la 
preforme. 

3. Procede d'obtention de preforme pour fibre optique 
conforme k la revendication 2, caracterise en ce 
que ledit processus de recharge est moduli k partir 
d'un diametre predetermine de la preforme, les pas- 
ses de recharge etant toutes modules k partir de 
ce diametre. 

4. Procede d'obtention de preforme pour fibre optique 
conforme k la revendication 3, caracterise en ce 
que ledit processus de recharge module consiste 
en une modification axiale contrdiee de Tun au 
moins des paramfctres de la recharge plasma dont 
notamment Je debit de grains de recharge, la tem- 
perature du plasma ou la vitesse de translation 
axiale du plasma, pour apporter une, correction 
axiale contrfliee des caracteristiques optogSom&ri- 
ques de la preforme. 

5. ■ Proc6de d'obtention de preforme pour fibre optique 

conforme k la revendication 4, caracterise en ce 
que ledit paramfctre modifie est le debit de grains. 

6. Proc6d6 d'obtention de preforme pour fibre optique 
. conforme k la revendication 4, caracterise en ce 

que ladite modification axiale contr6l6e comprend 
une Evaluation d'ecarts axiaux de diametre de la 
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preforme et une modification axiale dudit paramfctre 
dans un sens tel que ladite passe de recharge mo- 
dule reduise lesdits hearts axiaux de diametre. 

5 7. Procede d'obtention de preforme pour fibre optique 
conforme aux revendications 5 et 6, caracterise en 
ce que. ladite modification de debit de grains est 
choisie, selon I'amplitude de ladite difference 
parmi : 

10 

une reduction de debit proportionnelle audit 
. 6cart,. 

une reduction determin6e de debit, 
un arret complet du debit de grains. 

15 

8. Procede d'obtention de preforme pour fibre optique 
conforme k la revendication 6, caracterise en ce 
que. ladite evaluation s'effectue par mesure axiale 
de diametre.au cours d'une passe de mesure et d6- 

20 termination desdits ecarts axiaux de diametre par 
comparaison entre les r6sultats de ladite mesure 
axiale et un profil de reference. 

9. Proc6de d'obtention de preforme pour fibre optique 
25 -.. conforme k la revendication 8, caracterise. en ce 

, que ledit profil de reference comprend un diametre 
axial minimal observe au cours de ladite passe de 
mesure. 

. 30 10. Proc6d6 d'obtention de preforme pourfibre optique 
conforme k Tune des revendications 8 ou 9, carac- 
terise en ce que ledit profil de reference comprend 
additionnellement un terme de correction axiale de 
diametre derive de mesures effectuees sur la pre- 
ss forme anterieurement k la recharge plasma. 

11. Proc6de d'obtention de preforme pourfibre optique 
conforme k la revendication 8, caracterise en ce 
que ladite passe de mesure coincide avec une pas- 
40 se de recharge. 



Claims 

45 1. a method of obtaining an optical fiber preform by 
employing plasma build-up, the method being char- 
acterized in that it includes at least one modulated 
build-up pass during which the build-up process is 
modulated axially in order to improve the opto-ge- 

so ometrical properties of the preform, 

2. A method according to claim 1 for obtaining an op- 
tical.fiber preform, characterized in .that said modu- 
lated build-up pass is one of the last build-up passes 
55 for which passes, while the build-up process is not 
modulated, the thickness of the deposited build-up 
. layer is substantially constant along the working 
portion of the preform. 
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3. A method according to claim 2 for obtaining an op- 
tical fiber preform, characterized in that said build- 
up process is modulated from a predetermined di- 
ameter of the preform, all of the build-up passes be- 
ing modulated from said diameter. 

4. A method according to claim 3 for obtaining an op- 
tical fiber preform, characterized in that said modu- 
lated build-up process consists in controlled axial 
modification of at least one of the plasma build-up 
parameters, in particular, the build-up grain flow 
rate, the plasma temperature, or the axial transla- 
tion speed of the plasma, so as to provide controlled 
axial correction to the opto-geometrical character- 
istics of the preform. 

5. A method according to claim 4 for obtaining an op- 
tical fiber preform, characterized in that said modi- 
fied parameter is grain flow rate. 

6. A method according to claim 4 for obtaining an op- 
tical fiber preform, characterized in that said con- 
trolled axial modification comprises evaluating axial 
errors in the diameter of the preform and in axially 
modifying said parameter in such a direction that 
said modulated build-up pass reduces said axial er- 
rors of diameter. 

7. A method according to claim 6 for obtaining an op- 
tical fiber preform, characterized in that said modi- 
fied parameter is grain flow rate and in that said 
grain flow rate modification is selected as a function 
of the amplitude of said difference selected from: 

a reduction in flow rate proportional to said er- 
ror; 

a fixed reduction in flow rate; and 
total interruption of grain flow rate. 

8. A method according to claim 6 for obtaining an op- 
tical fiber preform, characterized in that said evalu- 
ation takes place by axially measuring the diameter 
during a measurement pass and in determining said 
axial errors in diameter by comparison between the 
results of said axial measurement and a reference 
profile. 

9. A method according to claim 8 for obtaining an op- 
tical fiber preform, characterized in that said refer- 
ence profile has a minimum axial diameter ob- 
served during said measurement pass. 

10. A method according to claim 8 or 9 for obtaining an 
optical fiber preform, characterized in that said ref- 
erence profile also comprises an axial correction 
term for the diameter derived from measurements 
performed on the preform prior to plasma build-up. 
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11. A method according to claim 8 for obtaining an op- 
tical fiber preform, characterized in that said meas- 
urement pass coincides with a build-up pass. 

5 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung einer- Lichtleitfaservor- 
form, das die Plasmaabscheidung verwendet, da- 

10 durch gekennzeichnet, dass es wenigstens einen 
modulierten Abscheidungsvorgang umfasst, wah- 
rend dessen der Abscheidungsvorgang im Hinblick 
auf eine Verbesserung der optogeometrischen Ei- 
genschaften der Vorform axial moduliert wird. 

15 

2. Verfahren zur Herstellung einer Vorform fur eine 
Lichtleitfaser nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der modulierte Abscheidungsvor- 

• gang einer der letzten Abscheidungsvorgange ist, 
20 fur weiche, wenn der Abscheidungsvorgang nicht 
moduliert wird, die Dicke der abgelagerten Abschei- 
dungsschicht entlang des Nutzteils der Vorform im 
Wesentlichen konstantwSre.; 

25 3. Verfahren zur Herstellung einer Lichtleitfaservor- 
form nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Abscheidungsvorgang ausgehend von ei- 
nem vorbestimmten Durch messer der Vorform mo- 
duliert wird, wobei die AbscheidungsdurchgSnge 

30 ausgehend von diesem Durchmesser alle moduliert 
werden. 

4. Verfahren zur Herstellung einer Vorform fur eine 
Lichtleitfaser nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 

35 zeichnet, dass der modulierte Abscheidungsvor- 
gang in einer gesteuerten axialen Modifikation we- 
nigstens eines der Parameter der Plasmaabschei- 
dung, davon insbesondere der AusstoB an Ab- 
scheidungsk6rnern, die Temperatur des Plasmas 

40 oder die axiale Translationsgeschwindigkeit, be- 
steht, urn eine gesteuerte axiale Korrektur der op- 
togeometrischen Eigenschaften der Vorform vorzu- 
nehmen. 

45 5. Verfahren zur Herstellung einer Vorform fur eine 
Lichtleitfaser nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der modifizierte Parameter der Kom- 
ausstoB ist. 

so 6. Verfahren zur Herstellung einer Vorform fur eine 
Lichtleitfaser nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die gesteuerte axiale Modifikation ei- 
ne Auswertung axialer Abweichungen des Durch- 
messers der Vorform und eine axiale Modifikation 

55 des Parameters in einer Richtung umfasst, so dass 
der modulierte Abscheidungsvorgang die axialen 
Abweichungen des Durchmessers verringert. 
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7. Verfahren zur Herstellung einer Vorform fur eine 
Lichtleitfaser nach den Anspruchen 5 und 6, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Modifikation des 
KornausstoBes entsprechend der Amplitude der 
Differenz ausgewahlt wird aus: s 

einer zur Abweichung proportionalen Verringe- 
rung des AusstoBes,. 
- einer bestimmten Verringerung des AusstoBes, 
eines vollstandigen Stopps des Komaussto- '0 
Bes. 

8. Verfahren zur Herstellung einer Vorform fur eine 
Lichtleitfaser nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Auswertung durch axiale Mes- J 5 
sung des Durchmesser w§hrend eines Messdurch- 
gangs und Bestimmung der axialen Abweichungen 
des Durchmessers durch Vergleich zwischen den 
Ergebnissen der axialen Messung und einem Be- 
zugsprofil erfolgt. 20 

9. Verfahren zur Herstellung einer Vorform fur eine 
Lichtleitfaser nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Bezugsprofil einen wShrend des 
Messdurchgangs beobachteten rninimalen axialen 25 
Durchmesser umfasst. 

10. Verfahren zur Herstellung einer Vorform fur eine 
Lichtleitfaser nach einem der Anspruche 8 Oder 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Bezugsprofil 30 
zusatzlich einen Term fur die axiale Korrektur des 
Durchmessers umfasst, der aus an der Vorform vor 
der Plasmaabscheidung vorgenommenen Messun- 
gen hergeleitet wird. 

35 

11. Verfahren zur Herstellung einer Vorform fur eine 
Lichtleitfaser nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Messdurchgang mit einem Ab- 
scheidungsdurchgang zusarnmenfSllt. 

40 ■ : 
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